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LASEROWY MIKROSKOP KONFOKALNY
LEXT OLS4100

Laserowy mikroskop konfokalny

Laserowy mikroskop konfokalny jest to nowoczesna odmiana mikroskopu fluorescencyjnego, w ktorym zrodlem swiatla jest laser.

Mikroskop ten umozliwia dokonywanie tzw. przekrojow optycznych preparatu, analizuje

Swiatlo pochodzace z jedne; jego

plaszczyzny, eliminujgc swiatto docierajace z warstw polozonych wyzej lub nizej. R6znica migedzy zwyktymi mikroskopami polega na
tym, ze dzigki mikroskopow1 konfokalnemu otrzymuje si¢ obraz o lepszej rozdzielczosci 1 kontrascie. Dzieki tej) metodzie mozliwa jest
analiza przekrojow optycznych w czasie cigglym polozonych na powierzchni lub w glebi preparatu. Umozliwia to konstrukcje

troywymiarowych obrazow badanych obiektow.

OLYMPUS LEXT OLS4100

Posiadany przez Wydzial Mechaniczny Akademin Morskie; w
Gdynm1 Laserowy Mikroskop Konfokalny LEXT OLS4100 firmy
OLYMPUS stanow1 narz¢dzie metrologii optycznej 1 przeznaczony
jest do obrazowania powierzchni na poziomie nanometrow,
pomiarow 3D 1 chropowatosci. Zakres powigkszen w tym
mikroskopie ksztattuje si¢ od 108x do 17280x, a system jest bardzo
skuteczny w przetwarzaniu obrazu nawet najbardziej zlozonych
topografi powierzchni.

Dzieki zastosowaniu Swiatla laserowego UV o diugosci fali 405
nm w polgczeniu ze skanerem konfokalnym przekroczono w tym
mikroskopie granice zdolnosci optycznej, znanej dotad z urzadzen
konwencjonalnych. W tej metodzie powierzchnia probki jest
skanowana punkt po punkcie. Do detekcjr sygnatu wykorzystuje
si¢ fotopowielacz, a przed nim umieszcza przestone konfokalna,
ktora odcina swiatlo odbite od powierzchni 1 pochodzace spoza
plaszczyzny ostrosci. Fotopowielacz mierzy intensywnos¢ Swiatla
w kazdym punkcie. Informacja trojwymiarowa z kolejnych
powierzchni jest uzyskiwana poprzez ruch obiektywu w os1 Z.
Zaawansowany skaner XY, stosowany w mikroskopie LEXT
wykorzystuje uktad mikro-elektro-mechaniczny (MEMS), czynigc
proces skanowania szybszym 1 doktadniejszym w porownaniu do
tradycyjnych uktadow skanujacych. Kontrola ruchu w osi Z jest
niezwykle precyzyjna dzigki uktadowi liniowemu z 1 nm
przyrostem. Pozycja w osi Z jest mierzona z duza precyzja.
Utworzona w ten sposob mapa intensywnosci stuzy do
rekonstrukcji powierzchni probki w obraz przestrzenny (3D).
Dzieki  wykorzystaniu specjalnej optyki, ktora minimalizuje
abberacje powstajace w zakresie fal krotkich, uzyskano
niezrownang jakosS¢ obrazu 1 transmisje sygnatu. Technika ta z
powodzeniem generuje wyjatkowo jasne 1 szczegdtowe obrazy
optyczne probek (o duzym kontrascie), ktore nie bytyby mozliwe
do uzyskania innymi technikami.

Atutem LEXT OLS4100 jest mozliwos¢ bezdotykowych
pomiarow (na duzych powierzchniach badanych probek) takich
parametrow jak: wysokosci, dlugosci, pola powierzchni,
poziomoOw, objetosci, chropowatosci linii 1 powierzchni oraz
analize czastek, detekcje krawedzi, grubosci warstw 1 inne. Dzigki
braku koniecznosci specjalnego przygotowania probek uzyskanie
wynikOw nastepuje bardzo szybko 1 prowadzenie badan jest
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